






















































































































专利名称(译) 超声探头的校准

公开(公告)号 US20190175152A1 公开(公告)日 2019-06-13

申请号 US16/277853 申请日 2019-02-15

[标]申请(专利权)人(译) 茂伊成像股份有限公司

申请(专利权)人(译) MAUI IMAGING，INC.

当前申请(专利权)人(译) MAUI IMAGING，INC.

[标]发明人 SMITH DAVID M
ADAM SHARON L
SPECHT DONALD F
BREWER KENNETH D
LUNSFORD JOHN P
SPECHT DAVID J

发明人 SMITH, DAVID M.
ADAM, SHARON L.
SPECHT, DONALD F.
BREWER, KENNETH D.
LUNSFORD, JOHN P.
SPECHT, DAVID J.

IPC分类号 A61B8/00 G01S15/89 G01S7/52

CPC分类号 A61B8/587 A61B8/4483 A61B8/4254 A61B8/00 A61B8/4477 A61B8/4218 G01S15/8915 G01S15/8913 
G01S7/5205 A61B8/4444

优先权 61/169200 2009-04-14 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

校准超声探头的方法包括将超声探头安装到校准系统上，通过校准系统
的测试介质从探头的元件发射超声测试信号，以及在水听器矩阵上接收
测试信号，使得可以计算元素相对于同一探针内其他元素和其他数组的
位置。此外，这里描述的系统被配置为检测探测器的元件的声学性能并
将结果报告给最终用户或服务提供者。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6eb21633-5099-405b-8c68-14a8d010039c
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